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настоящая методика 1rоверки расцространяется на микрометры торговой марки
(SНдN) (далее по тексту - микрометры), выпускаемые по технической докр{ентации
Guilin Measuring & Cutting Тоо1 Со. Ltd, кнР и устаIIавливаст методы и средства их

перви,*rой и периодической поверок.
После ремонта микрометр подлежит первичной поверке.

Интервал между поверкЕlJ\,Iи l год.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ
1.1. При проведении поверки должIIы быть выполнены операции и примснены

средства поверки, }кЕванные в таблице 1.

Таблица l
Наименование операции Номер

п},нкта
методики
поверки

Срелства поверки Проведение
операции при

первич-
ной

поверке

периоди
ческой
поверке

Внешний осмотр 5.1 Визуа.гlьно да да

опробование 5.2. Визуально да да

Определение
шероховатости
измерительньж
поверхностей микрометров
и установочньж мер

5.3. Образеч шероховатости
поверхности по ГОСТ 9378-93 с

параметром шероховатости
Rа: 0,08 мкм или измерительньй
интерференчиоцньй микроскоtI
по ГоСТ 9847-79 модели МИИ-4

да нет

Определение
измеритеJьного усилия и
его колебация (кроме
микромотров исполнений
МЛ с диапазоном
измерений от 0 до l5, МК-
МП с диапазоном
измерений от 0 до 15 мм)

5.4. Весы рьrчажные настольные
циферблатные BPHI] фег. Nч

2З740-07), стойка типа С-II-28-
125х|25 по ГоСТ 1,0|97-'l0

да нет

Определение откJIонения от
плоскостности плоских
измерительных
поверхностей микрометров
(кроме микрометров
исполнений Мл с
диilпазоном измерений от 0

до 15 мм, МК-МП с

диапазоном измерений от 0

до l5 мм, Мк-нП, МВИ,
МВИ-ВК, МДТЦ) и
ycтaEoBo(mblx мер

5.5. пластина плоск!ц нижняя
стекJuIнная ПИ 60, кJIасса
точности 2 фег. JФ |97-10)

да да



таблицы l

Прuмечанuе: .Щопускается применение ilн€UIогичных средств поверки, не привеДеЕньrх

в переiше, цо обеспечив:lющих определение метрологических характеристик поверяемьIх

средств измерений с требуемой точностью.

должение
Наименование операции Номер

пункта
методики
IIоверки

Средства поверки Проведение
операции при

первич-
ной

поверке

периоди
ческой
поверке

Определение откJIоненшя от
пар€ulлсльности
измерительньж
поверхцостей микрометров
(только для микромецов
исполнений МЛ (кроме

диап€ц}оца измерений от 0

до 15 мм), МЛУ, МК-МП
(кроме диапазона
измерений от 0 до 15 мм),
мз, мку, мкцу, мви,
мви-вк, мзц)

5.6 Стеклянные плоскопараJшельные
пластины ПМ-15, ПМ-40, ПМ-65,
ПМ-90 (рег. J,{Ъ 589-74);рабочие
эт€lлоны 4-го разряла согласно
Государственной поверочной
схеме для средств измерений
длины в диЕlп€воне от 1 

,10-9 до
l00 м и длин волн в диiш€вонс от
0,2 до 50 мкм, утверждевной
прикЕrзом Росстандарта ]Ф 2840
от 29 декабря 2018 г (меры
длины концевые
плоскопараллельные); микрометр

рьтчажньй типа МР с

диапазона}{и измерений от 0 до
l00 мм по ГоСТ 4381-87

да да

Определение абсолютной
погрешности

5.7 Рабочие этаJIоны 4-го разряла
согласно Государственной
поверочной схеме для средств
измерений длины в диап€воне от
1,10-9 до l00 м и длиII волн в

диtшaвоне от 0,2 до 50 мкм,

},твержденной приказом
Росстандарта Ns 2840 от 29

лекабря 20l8 г (меры длиЕы
концевые плоскопараллельные);
набор принадлежностей к
плоскопараJIлельным концевым
Mep€lм длины по ГоСТ 4119-76

да да

Определение откJIонениJI

длияы от номина.пьной и
откJIонения от
параJIлельности
(плоскопараллельности)
измерительньж
поверхЕостей
установочньD( мер (при
н€Lпичии установочной
меры)

5.8 Рабочие эт!шоны 4-го разряда
согласно Государственной
поверочной схеме для средств
измерений длины в ди€шtвоне от
1,10'9 до l00 м и длиIl волн в

диапазоне от 0,2 до 50 мкм,

утвержденной приказом
Росстандарта Ns 2840 от 29

декабря 20l8 г (меры длины
концевые плоскопараллельные);
оптиметр горизоцтаJIьньй ИКГ-3
(рег. ]',lb 2007-75)

да да
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2. ТРЕБОВЛНШЯ БЕЗОПАСНОСТИ

при проведении поверки микрометров должны соблюдаться следующие
требования;

- 11ри подготовке к проведению цоверки должны бьrrь соблюдены требОВаНИЯ

пожарной безопасности при работе с легковоспJ1€l}4еняющимися жидкостями, к которым

относится бензин, используемьй дJuI IIромывки;

- беrrзин хранят в металлической посуде, плотно закрытой металлической
крьтшкой, в коJIичестве не более однодневной Еормы, требуемой дJIя промывки;

- промывку проводят в резиновьIх техниlIеских перчаткЕIх типа II по ГОСТ 20010-

9з.

3. условия повЕрки

3.1. При проведении поверки температура окружilющего воздуха в помещении

должЕа бьтть не более (20+4) ОС; относитеJьIl€ц вл€Dкность окружающего возд)ха не

более 80%о.

4. подготовкА к повЕркЕ

при rrоверке микрометр и установочные меры следует брать за

теплоизоJUIЦиоЕные накJIадкИ (при наличии), а при отсутствии их - tlpи помощи

теплоизоJмрующей салфетки; концевые меры длины также следует брать при помоци

теплоизолирующей салфетки,
Микрометры должны бьrгь вьцержаны в помещенци, где проводят tloBep1y, на

метшIлической плите в течение не менее 1 ч или в открытьD( фуглярах не менсе З ч.

5. провЕдЕниЕ повЕрки

5.1. При цроведении вIIешкего осмотра микрометров по п. 5.1. (лалее нуtlерачия

согласнО таблице 1) должнО быть устанОвлено соответствие микрометров требованиям
техцическоЙ ДОКУ\.{еНТаЦии фирмьгизготовителя в части комrrлектности (согласно

паспорry) и маркировКи (нали,л.rе товарногО знака, обозначения модификации (только на

фу.лrре), диапазона измерений, значения отсчsта по шкалап,r стебля и барабана (шага

дискретности отсчета), заводского номера);
нtLпичие стоцорногО устройства длЯ микрометрического винта (кроме

микрометров исподнений мк_нп, мг, мгц), шкllл на стебле и барабане микрометров
(кроме микрометров с чифровьтм отсчетным устройством), отсlтствие механических

повреждений ца измерительIIьD( и других Еаружньтх поверхностях дет rей, влияюцих на

эксIIлуатациоЕные качества;
ЕЕIличие элемента пит€tция для микрометров с uифровым отсчетным устройством.

5.2. При опробовании проверяют:
- плавность перемещеЕия барабшrа микрометра вдоrь стебля;

- отс}тствие вращениrI микрометрЕrIеского винта, зzкрепленного стоIIорным

устройством, после приложеЕия момеЕта, передаваемого устройством, обеспечивЕlющим

измерительное усилие (при этом показания микрометра не доJDкны изменяться);
- неизменЕость положеЕия сменной IU{тки - по отсутствию радиаJIьпого или

осевого качеция;
- обеспечение электроIrньпr,r цифровьп,r отсчетным устройством микрометров,

вьцачи шифровой информаuии в прямом коде (с указанием зЕака и абсолютного
значения), установки начала отсчета в абсолютной системе коордиЕат,
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5.З. Шероховатость измеритеJIьньD( tIоверхностей микрометра и установоIIных мер

опредеJuIют сравнеЕием с соответств},ющими образцами шероховатости или иЗмерениеМ
на измерительном интерференционном микроскопе.

Шероховатость Да измерительньrх поверхностей микрометров и установочньIх
мер не должна превышать 0,08 мкм по ГОСТ 2'789-7З.

5.4. Измерительное усилие микромотра определяют при помощи весов на дв}х

рitзJмчньж участках шкalлы стебrrя микрометра. Определение измерительЕого усилия
должно производиться при контакте измерительной поверхности микрометрическоIо
виIIта с плоской (для микрометров типа МЗ - цилиндрической) поверхIlостью.

У микрометров исполнений МЛ с диапазоном измереrrий от 0 до 15, МК-МП с

диапазоном измерений от 0 до 15 мм измерительное усилие и его колебание не
IIроверяются.

Измерения на весах производят по схеме, приведенной в Приложении 2.

Микрометр з€lкрепJIяют в стойке при помощи кронштейна (Приложение l) в таком
положении, чтобы микрометрический винт заним{ш вертикalllьное положение и вставка
Еаходилась в центре измерительной поверхности микрометрического винта и касалась ее.

Вращая микрометрический винт до проскальзывания трещотки (фрикциона),

опредеJUIют значение измерительного усилия по показацию стрелки весов.
Полуrенное значение массы в граммах, деденное на 100 (коэффициент пересчета

показаний весов в значения измерительного усилия в Ньютонах), равно измерительному

усилию микрометра в Ньютонах.
Колебание измерительного усипия определяют как разность значений

измерительного усилия на двух различньIх rrастках стебля. Измерительное усилие
должЕо быть в пределах от 3 до l2 Н и его колебание Ее должно превышать 2 Н.

.Щопускается производить контроль измерительного усил.ия с помощью
диЕамометра.

.Щинамометр располагают между измерительЕьIми поверхностями микрометра.
При враlцении микрометрического виЕта за трещотку до ее проскаJIьзывания

торец скоса гайки динамометра должен находиться между рисками, опредеJuIющими

допустимые пределы измерительЕого усилиrL
Колебание измерительного усилия оrrредеJulют на дв}х различных }частках шкаJIы

стеб.пя. Вращая микрометрический винт за трещотку, устанавливают положения, в

KoTopbD( Irаходится край скоса гайки динамометра при перемещении барабана по шк€lле

стебrrя микрометра.

l - концевая мsра длины; 2 - динамометр
Рис. 1.

Расстояние между крайними положениями торца скоса гайки не должно
превышать половины расстояния между рисками динамометра.

,,Щля микрометров с диапазоном измерений свыше 25 до 100 мм в качестве

удлиЕителя для динitмометра можно исtlользовать коЕцевые меры длины или блоки

коIlцевьIх мер длины с размером, равным нижнему пределу диапазоЕа измерениЙ Данного
микрометра (Рис. 1).

5.5. Отклонение от плоскостности плоских измеритеJIьньгх поверхностей
микрометров (кроме микрометров исполнений МЛ с диапазоном измерений от 0 до
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15 мм, МК-МП с диапазоном измерений от 0 до 15 мм, МК-НП, МВИ, МВИ-ВК, МДТЦ)
и ycTaHoBotIHbш мер оIIредеJIяют интерференционным методом IIри помощи плоокой
стекlrянной пластины.

Стекляннуrо пластиIIу накJIадьв€Iют на поверяемую поверхность. При этом
добиваются такого KoETElKTa, при котором паблюдалось бы наименьшее число
интерференционньIх полос (колец). Отклонение от плоскостности опредеJuIют по числу
наблюдаемьтх интерференционньD( полос (колоц), при этом одна полоса соответствует
отклонению от параллеJьности 0,3 мкм. Отсчет следует производить, отступив 0,5 мм от
краJI измерительной поверхности.

На рис. 2 - 4 приведено увеличенное изображение картины интерференционньIх
полос (колеч) при рЕвличньтх формах отклонений от плоскостности измерительной
поверхности микрометра. Во всех приведенIIьD( слуIЕuIх отсчет полос (колец) равен 2.

На рис. 2 измерительная цоверхность представJuIет собой сферу и
интерференционные кольца б и с ограrrичеfiы окружЕостями (контакт в точке а). Кольцо
а так же, как и полосы ? и е на рис. З и 2 и эrс на рис. 4 во вЕимаЕие не приним€lются,
поскольку оЕи расположены от крЕц измерительной поверхЕости Еа расстоянии менее 0,5

мм.

l
Рпс.2

На рис. 3 контакт стеклянной пластины с измерительной поверхностью
микрометра также осуществJuIется в одной точке, однако радиус кривизны
измерительной поверхности в сечеЕии Х-Х больше, чем в сечении Y-Y. Здесь кольцо 6
самтается первой полосой, а полосы е и d принимаются за одrу полосУ (коЛЬЦО),

trоскольку при большей измерительной поверхности микрометра эти подосы
соединились бы.

Рис. З

На рис. 4 контакт стеклянной пластины с измеритеrьноЙ поверхЕостью
микрометра, котор€ш предст€lвляет собой цилиндрическую поверхность, осуществJu{ется

IIо линии с. Здесь полосы ограничены прямьши линиями и так же, как полосы s и d в
предьцущем случае, каждаJ{ lrара полос (б - d uT с - е) считается соотв9тственно одной
полосой.



Если по обе стороны от точки (лиrrии) коЕтакта булет набrподаться неодиЕаковое
тмсло полос, то отсчет полос производится на той стороне, где число видимьIх полос
будет больше.

Отклонение от tIJlоскостности измерительньгх поверхностей микрометров не

допжно превышать значений, }казаЕньD( в таблице 2.

Отклонение от плоскостIIости плоских измерительных поверхностей

установочIIьж мер не должно превышать 0,6 мкм.

Таблица 2.

исполнение Модификация .Щиапазон
измерений,

мм

отклонение от
плоскостности,
мкм, не более

отклонение от
параллельности,
мкм, не более

мт мт-25 отOдо25 0,6

мт-50 От 25 до 50 0,6

мкн мкн-25 ОтOдо25 0,6

мкн-50 от 25 до 50 0,6

мту мту_25 ОтOдо25 0,6

мту-50 От 25 до 50 0,6

мкс мкс-25 ОтOдо25 0,б

мкс-50 От 25 до 50 0,6

мл мл-l5 ОтOдо 15

мл-25 ОтOдо25 0,6 з,0
мл-50 От 25 до 50 0,6 з,0
мл-75 от 50 до 75 0,6 4,0

млу MJTy-25 ОтOдо25 0,6 з,0
мз мз-25 ОтOдо25 1,5 6,0

мз-50 От 25 до 50 1,5 6,0

мз-75 От 50 до 75 1,5 7,0

мз-l00 От 75 до 100 1,5 7,0

мз-125 от 100 до 125 1,5 10,0

мз-l50 от 125 до 150 1,5 10,0

мз-175 От 150 до 175 1,5 10,0

мз-200 От 175 до 200 1,5 10,0

мви-вк мви-вк-50 От 25 до 50 4,0

мви-вк-75 От 50 до 75 4,0

мви-вк-100 От 75 до 100 4,0

мви мви-з0 От5до30 4,,0

мк-мп мк-мп-15 ОтOдо 15

мк-мп-25 ОтOдо25 0,6 2,0
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должеIIие таблицы 2
испо.rпrение Модификация ,Щиапазон

измерений,
мм

отклонепие от
плоскостности,
мкм, не более

отклонепие от
IIаралJIельности,
мкм, не более

мк-мп мк_мп-50 От 25 до 50 0,6 2,0

мк_мп_75 От 50 до 75 0,6 з,0
мкт мкт_25 От 25 до 50 0,6

мкт_3з От 7,6 до 33,0 0,6

мкт-50 От 25 до 50 0,6
мку мку-25 отOдо25 0,6 (микровипт)

2,0 (пятка) з,0

мку-50 От 25 до 50 0,6 (микровинт)
2,0 (пятка) 3,0

мг мг-25 отOдо25 0,6

мг-50 ОтOдо50 0,6

мг_25 отOдо25 0,6

мг-50 ОтOдо50 0,6

мк_нп мк_нп _25 ОтOдо25
мк-нп -50 От 25 до 50

мк-нп -75 От 50 до 75

мк-нп -100 От 75 до 100

мк-нп -l25 от 100 до l25
мк_нп_l50 От 125 до 150

мк-нп -l75 От l50 до 175

мк-нп -200 От 175 до 200

мзц

мзц-25 ОтOдо25 1,5 6,0
мзц-50 от 25 до 50 1,5 6,0
мзц-75 От 50 до 75 1,5 ,|,0

мзц-l00 От 75 до 100 1,5 7,0

мкцт
мкцт-25 ОтOдо25 0,6

мкцт-33 От 7,6 до 3З,0 0,6
мкцт-50 От 25 до 50 0,6

мдтц

мдтц-25 ОтOдо25
мдтц-50 От 25 до 50

мдтц-75 От 50 до 75

мдтц-100 От 75 до 100

мкцу
мкцу-25 ОтOдо25 0,6 (микровинт)

2,0 (пятка) 3,0

мкцу_50 От 25 до 50
0,б (микровинт)

2,0 (пятка) з,0

мгц мгц-25 ОтOдо25 0,6
мгц_50 ОтOдо50 0,6

5.б. Отклонецие от IIараJшельности измеритеJьньD( поверхностей микрометров
испо.тпrений МЛ (кроме диап }она измерешй от 0 до 15 мм), МЛУ, МК-МП (кроме
ди€ш€}зона измерений от 0 до 15 мм), МЗ, МЗЦ с верхним пределом диапазона измерений
до 100 мм оrrредеJIяют при помощи стекJIянцых rrлоскопар€}ллельных пластин, а свыше
l00 мм, а также микрометров исполнений МКУ, МЮry - при помощи концевых мер
лIIиЕы при незакрепленном стопорном винте.



9

Отклонение от параJIлельности измерительньж поверхностей микрометров
исполнений МВИ, МВИ-ВК определлот при tIомощи микрометров рычажЕьIх.

5.6.1. Отклонение от tIар€цшельности измерительЕьIх rrоверхностей микрометров
исполцений МЛ, МЛУ, МК-МП, МЗ, МЗЦ с верхним предепом ди€lпtвона измерений до
100 мм определяют интерференционным методом по четырем стекJIянным
плоскопарa}Jшельным пластинам, размеры которых отличаются друг от друга Еа значеЕие,
соответств}aющее 1/4 оборота микрометрического винта.

Приведя пластину в контакт с измерительными поверхностями микрометра, при
исrrользов€lнии устройства, обеспечивающего измеритеJьItое усилие, добиваются такого
положеIlиlI, при котором бьша бы наимеЕьшtш с)мма полос на обеих измерительньIх
поверхностях. Отклонение от парrшлельности плоских измеритеJьньтх поверхностей
определяется наибольшей из с}а(м интерференционньD( полос, подсчитшlЕой для каждой
из четырех сTеKJUIHHьD( пластин, при этом одЕа полоса соответствует откJIонению от
параллельЕости 0оЗ мкм.

Отклонение от параллельности измерительIlьD( поверхностей не доJDкIIы
превышать значений, указанных в таблице 2.

5.6.2. Отклонение от пар€rлл9льЕости измерительцьD( поверхностей микрометров
исполцения МЗ с верхним пределом диапазона измерений свыше 100 мм опредеJu{ют по
концевым мерам длины или блокам концевьD( мер, размеры которьтх отличЕlются др}т от
друга на значеIlие, соответств}тощее li4 оборота микрометрического винта.

Концев}то меру или блок концевьIх мер последовательно устанавливЕlют между
измерительными поверхностями в положении |, 2, 3, 4, на расстоянии Ь от края
измерительной поверхности, как показано на рис. 5, и подводят измеритеJIьIIые
поверхности микрометра при испоJьзоваЕии устройства, обеспечивающего
измерительное усилие,

l

Рис. 5

Для исключениlI влиrIния отклоЕеItия от параJLпельности измерительных
поверхностей концевьш мер, их устанавливают между измеритеJIьЕыми поверхностями
микрометра одним и тем же краем lB.

Отклонение от параллельности измерительньгк поверхностей микрометра для
каждого размера меры о[ределяют как наибольшlто разность показаний микрометра при
четырех положениях меры и не должпо rrревышать значений, щ€tзaHHbD( в таблице 2.

5.6.3, Отклонение от парЕrллельности измерительных поверхностей микрометров
исполнений МКУ, МКЦУ определяют при помощи концевьгх мер длины.

Концев}то меру длины помещ€lют между измерительными поверхностями
микрометров в двух или трех сечениях по длине измерительной поверхности. Разность
полученных расстояний равна отклонению от параJIлельности измерительньIх
поверхностей и не должна превышать значений, yKEtзaHEbD( в таблице 2.

5.6.4. Отклонение от параллельности измерительных поверхностей микрометров
исполнений МВИ, МВИ-ВК определ-шот при помощи микрометра рыЕIажного.

Поверяемый микрометр установить в любой точке диапЕвона измерений.
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Микрометром рычажньIм измерить расстояЕие между измерительньIми
поверхностями поверяемого микрометра в двух или трех сечеЕиrIх по длиIlе
измерительной поверхности. Разность расстояний равна отклонению от параллельности
измерительных поверхностей и не должЕа цревышать значений, указанньIх в табшлце 2.

5.7. Определение абсолютной погрешности
5.7.1. Абсоrrютн}.ю погрешность микрометров (кроме микрометров исполнений

МГ, МВИ, МВИ-ВК, МГЦ) определяют не менее чем в пяти paвIroмepнo расположенньD(
точкЕlх шкaлы диапазона измерений микрометра путем сравнения показаний с размераluи
концевых м9р длины,

Точки, в KoTopbD( рекомеЕдуется цроизводить проверку микрометров, указаны в
таблице 3.

Таблица З

,,Щиапазон измерений
микрометра, мм

Рекомендуемые ЕомиЕальные значеIIия рatзмеров
концевьж мер длины, испоJьзуомьж при поверке, мм

0-15 2,00; 5,00; 8,00; 10,00; 15,00

0-25 5,|2; 10,24; 15,З6; 21,50; 25,00
д - (А+25) А+5,12; А+10,24; Д+15,36; A+21,50; А+25,00

5-30 5,|2; 70,24; 15,З6; 21,50; 25,00; З0,00
,7,6 -зз,0 10,24; l5,36; 21,50; 25,00; З0,00

Примечания:
1.1 - нижний предел диап€вона измерений lrоверяемого микрометра.
2. При поверке рекомендуется использовать набор концевьD( мер длины N93, ЛЪ 8 и

J\Ъ 21 по ГоСТ 9038-90.
З. У микрометров исполнений МКУ и MKIJY абсолютная погрешность

опредеJuIется при использовании плоской измерительной вставки

Разность между показаниями микрометра и действительным размером концевой
меры длины paBlra абсолютной погрешности измерений микрометров не должна
превышать пр9делов допускаемой абсошотной IIогрешности, }'кElзaHHbIx в таблицах 4 и 5.

Таблица 4 - Пределы допускаемой абсолютной rrогрешцости в любой точке диаlrазоЕа
измерений микрометров исполнений МТ, МКН, МТУ, МКС, МЛ, МIIУ, МЗ, МВИ-ВК, МВИ,
мк-мп. мк т. мку. мг. мк-нп.
исполнение Модификация ,Щиапазон

измерений,
мм

Значение
отсчета по

шкалаI\4 стебJUI
и барабана, мм

Пределы
допускаемой
абсолютной

IIогрешности,
мкм

Глубина
скобы, мм

мт мт-25 ОтOдо25 0,0l
+8

мт_50 От 25 до 50 0,01

мкн мкн-25 ОтOдо25 0,01
+6мкн-50 От 25 до 50 0,01

мту мту-25 ОтOдо25 0,01
+8

мту-50 От 25 до 50 0,01

мкс мкс-25 ОтOдо25 0,0l
*4

мкс_50 От 25 до 50 0,0l
мл мл-15 ОтOдо 15 0,01

+4 50
мл-25 ОтOдо25 0,01
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Продолжение таблицы 4должение
испо_гпlение Молификация .Щиапазон

измереЕий,
мм

Значение
отсчета по

цIкtlл€lм стебля
и барабана, мм

Пределы
допускаемой
абсолютной

погрешности,
мкм

Глубшна
скобы, мм

мл мл-25 ОтOдо25 0,01 l00
0,0l *5 l50

мл-50 от 25 до 50 0,0l +4 50

мл-75 От 50 до 75 0,0l +5
,l5

млу млу_25 ОтOдо25 0,0l
+5

l50
0,01 l00

мз мз-25 ОтOдо25 0,0l
+4

мз-50 От 25 до 50 0,0l
мз-75 От 50 до 75 0,0l

+5
мз-100 От 75 до 100 0,01

мз-125 От l00 до l25 0,0l
+6

мз-l50 От 125 до l50 0,01

мз_l75 От 150 до 175 0,0l
+7

мз-200 От l75 до 200 0,01

мви-вк мви-вк-50 От 25 до 50 0,0l +6

мви-вк-75 от 50 до 75 0,0l +7

мви_вк_100 от 75 до 100 0,01 +8

мви мви-30 от5до30 0,0l *5
мк-мп мк-мп-l5 ОтOдо l5

0,01 +4

0,00l +3

мк_мп_25 ОтOдо25
0,01 +4

0,001 +з

мк-мп-50 От 25 до 50
0,0l +5

0,001 +4

мк-мп-75 От 50 до 75 0,01 +5

мкт мкт-25 ОтOдо25 0,0l
*4мкт-33 от 7,6 до 3З,0 0,0l

мкт-50 от 25 до 50 0,0l
мку мку_25 отOдо25 0,01

+4мку-50 От 25 до 50 0,0l
мг мг-25 ОтOдо25 0,001 +2

мг-50 От 0до 50 *J

мг-25 ОтOдо25 0,0l +з

мг-50 ОтOдо50 +4

мк-нп мк_нп -25 ОтOдо25 0,0l 14мк-нп _50 От 25 до 50 0,0l
мк-нп -75 От 50 до 75 0,0l

+5мк-нп -l00 от 75 до 100 0,0l
мк-нп -125 От 100 до l25 0,01 *6мк-нп-150 От l25 до l50 0,0l
мк-нп -l75 от l50 до l75 0,0l *7мк-нп -200 От 175 до 200 0,0l



изм м в исполнений Мз
исполнение Модификация ,Щиапазон

измерений,
мм

Шаг
дискретIIости
отсчета, мм

Пределы допускаемой
абсолютной

погреIIIности, мкм

мзц

мзц-25 ОтOдо25 0,001 +4

мзц-50 от 25 до 50 0,001 +5

мзц-75 От 50 до 75 0,001 *б
мзц-100 От 75 до 100 0,001

мкцт
мкцт-25 ОтOдо25 0,001

*4мкцт-3з От 7,6 до 3З,0 0,00l
мкцт-50 От 25 до 50 0,00l

мдтц

мдтц-25 ОтOдо25 0,001
+4

мдтц-50 От 25 до 50 0,00l
мдтц-75 от 50 до 75 0,00l

+5
мдтц-l00 От 75 до 100 0,00l

мкцу мкцу-25 ОтOдо25 0,00l
+4

мкцу-50 От 25 до 50 0,001

мгц мгц-25 ОтOдо25
0,001

+з

мгц-50 ОтOдо50 +4

Таблица
\2

- Пределы допускаемой абсоrпотной погрешности в любой точке диапазона

5.7.2. Абсолютн}.ю погрешIIость микрометров исцолнений МВИ и МВИ-ВК
опредеJIяют в пяти (не менее) равномерно расцоложенЕьD( тоtшах шкtlлы микрометра
п}тем сравнениlI покЕlз€ший с размерами концевых мер длины с боковиками.

Разность между показЕlниями микрометра и действительным pzвMepoм
концевой меры длины с боковиками равIIа абсолпотной погрешности измерений
микрометров не должна превышать пределов допускаемой абсоrпотной погрешности,
}казЕtнньIх в таблицах 4 и 5.

5.7.З. Абсолютн}то погрешность микрометров исполнений МГ и МГЩ
опредеJuIют при помощи приспособления, указанного в Приложении 3. Измерения
производят по схеме, приведенной в Приложении 4.

Устаяовить поверяемьй микрометр в приспособлеЕии, Еастроить Еа Еачало
отсчета. Абсолютную погрешЕость опредеJuIют в пяти (не менее) равномерно
расположенцьж точках шкалы микрометра путем сравнеIlия пок€lзаний с размераluи
коIIцевьIх мер длины с боковиками.

Разность между показаниlIми микрометра и действительЕым размером
концевой меры длины разна абсолютной погрептности измерений микрометров Ее

должЕа превышать пределов допускаемой абсолпотной погрешности, указанных в
таблицах 4 и 5.

5.8. Отклонения длиЕы от номинальной и откJIоЕеЕия от параrIлельЕости
(плоскопараллельности) измерительных поверхЕостей установочttых мер определJIют
сравнением установочIrьIх мер с концевыми мерами дпины соответствующих размеров.

5.8.1. Установо.тные меры поверяют на rоризоЕтальIIом оптиметре с
использоваIIием сферических наконеlIников, добиваясь наименьIших показаний прибора
tIри покачивании меры вокруг горизонт€rльной и вертикальной осей.

Отклонение дJтины установочной меры от номинЕUIьЕого значения определяют
в средней точке 2 и в четырех точкЕlх ], 3,, 4 и 5, расположецЕых ца расстоянии
0,7 - 1,0 мм от края измерительной поверхности (рис. 6).
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За отклонение длины установочной меры от номиЕальЕого значения принимают
наибольшее по абсолютному значению отклонение из IIяти полу{енньж.

За отклонение от парtulлельности (плоскопараллельности) измерительltых
поверхностей установочньж мер принимают наибольшlто по абсолютному значению
pzшHocтb между паибольшим и наименьшим из отсчетов в TotIKElx 1,2,3,4 п 5.

Отклонения длины от номиншIьньD( рarзмеров и откJIонения от параJIлельности
(плоскопара;lлельностп) измерительньD( поверхностей установочньгх мер не должны
цревышать значений, }'кErзaEHьD( в таблице б,

6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1. При положительньIх результатах поверки оформляется свидетельство
IIоверке по форме приложения l Приказа Миtшромторга России ЛЬ l 8l 5.

6.2. При отрицательньD( результатах поверки оформляется извещение
неприюдности по форме приложения 2 Приказа Минпромторга России Jф 1815.

Знак поверки наносятся на свидетельство о поверке иlилlи в паспорт.

Зам. начальника отдела 203
Испыгательного цента ФГУП (ВНИИМС>

Ведущий инженер отдела 203
ФГУП (ВНиИМс)

Генераlrьный директор
АО ТД <Ка,чиброн>

S7/Цr,;^.табачникова

Кравченко

Маховьrх

6.

Номина.lIьньтй

рil]мер
установочIlьж мер,

мм

.Щопускаемое откJIоЕецие
длины установочных мер от
номинального р€вмера, мкм

Отклонение от параллельности
(плоскопараллельности) плоских

измерительньп< поверхностей
ycTaнoBollнbrx мер, мкм, не более

7,6 +2 1,0

25 *2 1,0

50 +) 1,0
,l5 +3 1,5

100 +3 1,5

125 +4 2,0

150 *4 2,0

175 +6 1о

*

л
ч
ъ

/t*roar,
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КРОНШТЕЙН

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Справочное

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

СХЕМА ОIРЕДЕЛЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСИЛИЯ МИКРОМЕТРЛ

1 - циферблатпые весы; 2 - микрометр; J - вставка с плоской иJш цпJшндрической
поверхностью; 4 - стол; 5 - устройство дJIя црепления микромет



МИКРОМЕТРОВ ИСПОЛНЕНИЙ МГ И МГЦ

l5
ПРИЛОЖЕНИЕЗ

Справочное

приспосоБлЕниЕ дtя опрЕдЕлЕния АБсолютноЙ погрЕшности

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

СХЕМА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ
МИКРОМЕТРОВ ИСПОJIНЕНИЙ МГ И МГЦ

/ - основание; 2 - кронпrгейн с ложной пяткой; J - блок концевьtх мер дшны;
4 - кронтrrтейн дш крепления микрометра; 5 - поверяемьй микром€тр исполнений МГ

или МГL{

8ц0 д


